
Pārskats par līguma ar IZM „Zin ātniskās darbības infrastruktūras attīstība LU” 
projektu „ Skenējošā elektronu mikroskopa Hitachi S4800 uzlabošana” 

 
Iekārtas nosaukums/ 
 
Type of equipment 
 

Iekārta magnētiskā lauka kompensēšanai elektronu mikroskopam 
Hitachi S4800 
Magnetic field cancelling system for scanning electron microscope 
Hitachi S4800 

Fotogrāfija/ 
Photo 
 
 

    Kopskats 

Vadības elektronika 

Lauka detektors 
 

Tehniskie parametri/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noņemtās komponentes: X, Y, Z  
Apkārtējais līdzstrāvas lauks:   ± 2 G (± 200 µT)  
Dinamiskais diapazons (X & Y):  ± 40 mG (± 4 µT)  
Dinamiskais diapazons (Z):  ± 30 mG (± 3 µT)  
Lauka samazināšana  50 X pie 50 Hz;  200 X pie līdzstrāvas 
Frekvenču joslas platums: No līdzstrāvas līdz ≥2500 Hz  
Līdzstrāvas  dreifs: 100 µG (10 nT)  30 µG (3 nT) pie 0.0001- 0.01 Hz  
Trokšņi  1 µG/√Hz (0.1 nT/√Hz) pie 50 Hz  
Lauka mērījumu tipi: : Reālā laika lauks; Maiņstrāva – īstā RMS amplitūda;  
līdzstrāvas   
Sensora dinamiskais diapazons: 20 mG pīķu amplitūda 
Mērītāja diapazons : 20  mG (2 µT) RMS;  ± 20 mG (2  µT) līdzstrāvai 



 
 
 
Technical parameters 
 

RMS precizitāte: ±1.0 % no rādījuma  
līdzstrāvas precizitāte: ± 5.0 % no rādījuma 
 
Components cancelled: X, Y, Z  
Ambient DC field: ± 2 G (± 200 µT)  
Dynamic range (X & Y): ± 40 mG (± 4 µT)  
Field reduction ratio: ± 30 mG (± 3 µT)  
Bandwidth: 50 X at 50/60Hz;  200 X at DC 
DC drift: 100 µG (10 nT); 30 µG (3 nT) pk-pk at 0.0001- 0.01 Hz  
Noise: 1 µG/√Hz (0.1 nT/√Hz) at 50 Hz  
Field measurement types: Real time field;  AC - true RMS amplitude;  
Incremental DC  
Sensor dynamic range: 20 mG pk-pk 
Meter range (reading): 20 mG (2 µT) RMS;  ± 20 mG (2 µT) DC 
RMS accuracy:  1.0 % of reading  
Incremental DC accuracy: ≤± 5.0 % of reading 

Iekārtas pielietojums/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application of 
equipment 

Iegādātā iekārta magnētiskā lauka kompensēšanai nodrošina efektīvu 
elektromagnētisko traucējumu novēršana elektronu mikroskopam Hitachi S-
4800. Uzlabojas iegūto elektronu mikroskopu attēlu kvalitāte, kropļojumi 
attēlos, kuri agrāk bija saistīti ar elektronu stara dreifu ārējā 
elektromagnētiskā lauka iespaidā. Īpaši svarīgi tas ir elektronu litogrāfijas 
veikšanai. 
Iekārta tiek izmantota LU mikroskopijas un nanotehnoloģiju centrā. Iekārtu 
izmanto dažādu LU struktūrvienību, piem. Bioloģijas, Ķīmijas, Fizikas un 
matemātikas, Ķīmiskās fizikas, Atomfizikas un spektroskopijas, 
Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūtu, studenti, doktoranti un 
darbinieki, kā arī tiek izmatots maģistru mācību kursos Bioloģijas un 
Fizikas un matemātikas fakultātēs. 
 

Detection and effective reduction of electromagnetic field for high 
resolution scanning electron microscope Hitachi S- 4800 is provided. 
Equipment is used in Microscopy and Nanotechnology center, University of 
Latvia. Undergraduate, PhD students and researchers from different 
departments of University of Latvia, for example, Faculties of Biology, 
Chemistry, Physics and mathematics, Institutes of Chemical Physics, 
Atomic Physics and Spectroscopy, Riga Technical University are using the 
instrumentation. Equipment is used in master courses in faculties of Biology 
and Physics and Mathematics. 

Atbildīgais par iekārtu 
(vārds, uzvārds, 
struktūrvienība, adrese, 
telefons, fakss, e-
pasts)/ 
 
 
Responsible for 
equipment (name, 
surname, division, 
address, phone, fax, e-
mail) 

Donats Erts 
Ķīmiskās fizikas institūts 
Kronvalda bulv. 4, LV1586 Rīga, Latvija 
FAX: +371 7033874 
Tel: +371 7033876; +371 7033875 
Donats.Erts@lu.lv 
 
Donats Erts 
Institute of Chemical Physics 
Kronvalda bulv. 4, LV1586 Riga, Latvia 
FAX: +371 7033874 
Tel: +371 7033876; +371 7033875 
Donats.Erts@lu.lv 

 
 
 


